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§ 기존무기반도체나노와이어는한가닥씩수직으로성장되기때문
에기판상에서대면적정렬/패터닝된전자소자제작이어렵다.

§ 유기재료는대량합성이용이하고, 저가의용액공정이가능하며, 
분자및전기적성질의조절이용이하다.

§ 기존유기나노와이어의제조방법들은유기나노와이어의크기
(dimension) 또는수를제어하기어렵기때문에응용소자를만
들기어렵고재현성이낮다.

§ 전기방사법 (electrospinning)은나노와이어를손쉽게만들수
있지만불안정한전기장에의해불규칙적으로꼬이게되어정렬된
형태의나노와이어를얻기힘들다. 

기술개요

전기장보조로보틱노즐프린터 § 전기장보조로보틱노즐프린터는노즐과콜렉터사이의
거리를매우가까운범위까지조절할수있고고속로봇스
테이지에의하여콜렉터를이동시킬수있어서, 분리된유
기와이어가정렬된고해상도의미세유기와이어패턴을
형성할수있다.

§ 고해상도의정렬된유기와이어패턴을사용하여나노와
이어트랜지스터및고감도바이오센서와같은나노소자
를제조할수있다.

유기나노와이어프린팅 유기나노와이어트랜지스터

Technology

대면적초고속프린팅
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장점및전망

관련특허

§ 보조로보틱노즐프린팅시스템을이용한유기반도체나노와이어정렬기술은본연구진의독보적인
새로운개념의유기전자소자제작공정기술이다.

§ 유기반도체나노와이어의배열을수 μm 이내로제어함으로써, 와이어의수를정의할수있을정도
로정밀한조작이가능하다.

§ 유기반도체와이어소자제작공정들의문제점인대면적패터닝과초고속정렬의어려움문제를해결
할수있는최초의돌파구가될수있을것이다.

§ 나노소재의대면적정렬기술을통해그래핀, 양자점, 유·무기나노와이어등다양한나노소재를대
면적정렬하여대면적의소프트나노일렉트로닉스구현에활용할수있을것으로기대된다.

§ 전기장보조로보틱노즐프린터및이를이용한유기나노패턴의제조방법 (국내등록번호 : 10-
1374401, PCT/KR2011/007411, 미국 13/877806, 일본 2013-532728, 중국 201180048515, 
독일 11 2011 103 398.2)

§ 미세패턴형성방법및이를이용한미세채널트랜지스터및미세채널발광트랜지스터의형성방법
(국내등록번호 : 10-1407209, PCT/KR2011/007413, 미국 13/877875, 일본 2013-532729, 독
일 11 2011 103 397.4, 중국 201180059052)

§ 스티렌단량체를이용한전기방사된폴리스티렌나노섬유의제조방법및폴리스티렌-양자점하이브
리드나노섬유의제조방법 (국내등록번호: 10-1336251)

§ 정렬된발광성유기나노섬유를포함하는레이저소자및그의제조방법 (국내등록번호: 10-
1343013)

§ 정렬된발광성유기나노섬유를포함하는색변환형광층및그의제조방법 (국내등록번호: 10-
1436990)

§ 시냅스모방소자및이의제조방법 (국내출원번호: 10-2014-0104279, PCT/KR2014/012656)
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적용범위
Curved TV Digital screens and billboards

Flexible displays LaserAutomobile displays

Smart phones

Illumination

Flexible lighting

기술관련기업
§ 디스플레이기업
§ 반도체기업
§ 발광필름기업

핵심기술
§ 우리는핵심기술관련특허 13건을국내에출원/등록하였으며, 해외에도특허를출원/등록
중임.

§ 그외, 관련특허다수를한국및해외에출원/등록중임.

관련논문
• Large-scale organic nanowire lithography and electronics, Nature Commun., 2013, 4, 1773.

• Rapid Fabrication of Designable Large-Scale-Aligned Graphene Nanoribbons by 
Electrohydrodynamic Nanowire Lithograph, Advanced Materials , 2014, 26, 21, 3459.

• Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption, 
Science Advances, 2016, 2, e1501326.

이태우
재료공학부

08826 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교
대한민국

이메일 : twlees@snu.ac.kr전기장보조로보틱노즐프린터및이를이용
한유기나노패턴의제조방법


